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摘 要

微幫浦系統主要功能是獲得微小流量的精確控制，本文利用不鏽鋼蝕刻的方式，成功的製作其微幫浦整體結構，並加以測

試其流量。主要在於探討擴流器角度的不同、凸塊大小的不同、PZT直徑大小不同與擴流器入水口大小不同對流量是否有

差別，並利用ANSYS有限元素分析軟體來針對此整體壓電致動器模組各種尺寸設計進行分析。以此方式製作而成的微幫浦

系統，不僅可大幅降低成本，提高良率，更可達到快速批次量產的目的。 實驗重點在於各種不同條件之下，驅動電壓、驅

動頻率對微幫浦流率之影響，找出其最大流量，實驗結果顯示幫浦電壓在240Vpp，頻率325Hz的正弦波驅動下，最大流量

可達每分鐘1.95c.c。
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